\\/// Mikroskop cyfrowy
EVIDENT DSX1000

Zaawansowana analiza, dynamiczne obrazowanie
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Dobrze pomyslane innowacje

Szybka analiza wad przy gwarantowanej doktadnosci i powtarzalnosci*

*W celu zagwarantowania doktadnosci w ptaszczyznach XY kalibracja musi by¢ wykonywana przez technika serwisu firmy Olympus.



Od makro do mikro

» Szeroka gama obiektywow
pozwalajgca na dobdr optymalnych
wartosci powiekszenia, rozdzielczosci i
odlegtosci roboczej dla badanej probki

» Kodowany system obserwacji pod
dowolnym katem

Wiele obserwaciji za

jednym kliknieciem e 1 ﬁii
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» Szybka zmiana obiektywdw i metody
obserwacji za nacisnigciem przycisku
» Wszystkie metody obserwaciji
sg dostepne przy wszystkich
powiekszeniach

‘ Wysoka wiarygodnos¢é
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wynikéw dzieki gwarantowanej
doktadnosci i precyzji

» Doktadnos¢ pomiaréw dzieki
zastosowaniu telecentrycznego uktadu
optycznego

» Gwarancja doktadnosci i powtarzalnosci
przy wszystkich powiekszeniach

Szybkie i fatwe uzyskiwanie
zaawansowanych pomiaréw

» Dzieki ulepszonym funkcjom analizy
mikroskop DSX1000 stanowi
zaawansowane i wszechstronne
narzedzie do przeprowadzania
inspekdiji

» Szybsze analizy z wykorzystaniem
zaawansowanych i tatwych w uzyciu
funkcii




Od makro do mikro

Obserwacja
ukosna
(+90°)

Szeroki zakres
powigkszen: od
23X do 8220X

' Maks. odlegto$é
robocza:
66 mm

SNdNATC

Stolik
zmotoryzowany
w osiach XY
z mozliwoscia
obrotu (£90°)

Oferowany przez ten mikroskop zakres powiekszen, od 23X do 8220X, umozliwia prowadzenie wysokopoziomowych obserwacji
przegladowych przy matym powiekszeniu, a nastepnie ptynne powiekszanie detali az do poziomu mikronowego.

Gtebia ostrosci i duza odlegtosé robocza umozliwiajg swobodne badanie wiekszych probek, a system obserwaciji pod dowolnym
katem pozwala zobrazowac probke z réznych stron.



Odpowiedz na wyzwania zwigzane z inspekcjami

Inspekcja wstepna oraz analiza na poziomie mikronowym za pomoca jednego systemu

W przesztosci do przeprowadzenia inspekcji potrzebne byty dwa rodzaje mikroskopdw — o duzym i matym powiekszeniu.
Przenoszenie probek miedzy mikroskopami zajjnowato cenny czas i stwarzato koniecznos¢ czestej regulacji ustawien.

DSX1000

- Lepsze obiektywy zapewniaja lepsza
rozdzielczos¢

- Duza odlegtos¢ robocza

- Duza gtebia ostrosci

- Szybka i fatwa wymiana obiektywdow

DSX1000

Do inspekcji wystarczy jeden, fatwy w obstudze system.

Obrazy o wysokiej rozdzielczosci przy duzym powiekszeniu

Podczas inspekciji probek o nierdwnej §  Konwencjonalny mikroskop
powierzchni istotne jest zachowanie
bezpiecznej odlegtosci miedzy
obiektywem a probka, by uniknac
uszkodzen. Aby zobaczy¢ szczegoty,
konieczne jest zwiekszenie powiekszenia,
ale zwykle prowadzi to do obnizenia
rozdzielczosci.

DSX1000

)

Obrazy o wysokiej jakosci przy duzym powiekszeniu dzieki zaawansowanemu
DSX1000 uktadowi optycznemu.

Minimalizacja ryzyka kolizji z probka DSX1000

Jesli odlegtos¢ miedzy probka a
obiektywem jest zbyt mata, obiektyw
moze uderzy¢ o probke podczas
analizy, potencjalnie prowadzac do jej
uszkodzenia.

DSX1000 Obserwacja prébek o nieregularnej powierzchni bez ryzyka kolizji z prébka.




Wybor najlepszego obiektywu do danej analizy

Gama 17 obiektywoéw, w tym obiektywéw o wyjatkowo duzej odlegtosci roboczej i
duzej aperturze numerycznej, zapewnia elastycznosé pozwalajgca na uzyskiwanie
réoznorodnych obrazéw.

Wigcej informacji o naszych obiektywach
mozna znalez¢ na stronach 35 i 36

Uzyskaj peten obraz proébki: powiekszenie od 23X do 8220X

Ptynna zmiana powiekszenia od analizy wysokopoziomowej do szczegdtowej obserwacii jest mozliwa za jednym nacisnieciem
przycisku.

23X 587X

8220X



Minimalizacja ryzyka kolizji z prébka

System DSX1000 oferuje duza gtebie ostrosci i odlegtos¢ robocza, dzieki czemu mozliwe jest prowadzenie obserwaciji probek o
nieregularnej powierzchni przy mniejszym ryzyku uszkodzenia.

Seria SXLOB

Wysoka rozdzielczos¢ i duza odlegtos¢ robocza w jednym obiektywie

Obiektywy oferujgce zardéwno wysokg rozdzielczosc, jak i duzg odlegtos¢ roboczg umozliwiajg analize wigkszych probek o nieréwnej

powierzchni, takich jak czesci samochodowe i maszynowe, ktdrych inspekcja za pomocg mikroskopu optycznego stwarzata
wczesniej trudnosci.

Seria XLOB

Znakomita rozdzielczos¢é z apertura numeryczna 0,95

Mikroskop cyfrowy DSX1000 w petni wykorzystuje zalety optycznych obiektywdw mikroskopowych. Stosowana w nich korekcja
aberracji chromatycznej umozliwia dostrzezenie najdrobniejszych szczegotdw probki.

Seria UIS2



Obserwacja probki pod réznymi katami

Obserwacja ukosna (+90°)

Eucentryczny ukfad optyczny zapewnia dobre pole obserwacii
niezaleznie od nachylenia oraz obrotu stolika, umozliwiajac
obserwacje probki pod roznymi katami. Dzigki tej elastycznosci
probke mozna obserwowac nie tylko bezposrednio z goéry, co
utatwia wykrywanie trudno dostrzegalnych wad.

0° +45° +90°

Obserwacja obrotowa (£90°)

Stolik mozna obracac¢ o 90 stopni, co zwigksza elastycznosc
pracy podczas obserwacji probki.



Wiarygodne obrazy

Obrazy na zywo o wysokiej rozdzielczosci

Zaawansowana technologia matrycy obrazujacej zastosowana w mikroskopie zapewnia wysoka jakos¢ przechwytywanych obrazéw.
Globalna migawka kamery umozliwia rejestrowanie wszystkich pikseli jednoczesnie w celu uzyskania ptynnych obrazéw na zywo
nawet podczas zmiany potozenia stolika. W efekcie obrazy mozna przechwytywac szybko i tatwo.

Pltynne obrazowanie na zywo przy
czestosci 60 kl./s
Duza czestos¢ klatek mikroskopu DSX1000 — 60 kl./s —

umozliwia uzyskiwanie ostrych obrazéw poruszajacych sie
probek.

Wysoka rozdzielczo$s¢ obrazowania zapewniajgca znakomite odwzorowanie koloréw

Dzieki wbudowanemu w kamere trybowi 3CMOS mozliwe jest uzyskiwanie obrazéw o wysokiej rozdzielczosci ze znakomitym
odwzorowaniem koloréw, przy jednoczesnym zachowaniu matego rozmiaru pliku.

1 3CMOS 2 Przesuniecie do obrazu po prawej fogs :7'
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3 Przesuniecie do obrazu po lewej, na dole 4 Przesuniecie do kolejnego obrazu po prawej
Iy

Bez trybu 3CMOS Z trybem 3CMOS

System DSX1000 umozliwia uzyskiwanie obrazéw o jakosci typowej dla kamer z
trzema matrycami, przechwytujac kolejne obrazy po zmianie potozenia matrycy.

Korekcja kolorow w osmiu osiach

Obszary w kolorze sg dzielone przy pomocy o$miu osi; w kazdej z tych czesci kolor jest modyfikowany osobno. Dzigki temu mozna
wzmocni¢ czerwien lub dostosowaé poziom zieleni, aby uzyskac wieksza gtebie koloru. Ten algorytm dostosowywania koloréw
zapewnia ich dobre odwzorowanie.

Standardowa kamera Korekcja koloréw w o$miu osiach



Nowe spojrzenie na probke

Minimalizacja ol$nienia

Adapter rozprasza $wiatto, aby utatwi¢ eliminacje olsnienia i
przyciemnionych nachylonych powierzchni na probkach, na
przyktad w przypadku cylindrycznej powierzchni metalowej.

Bez adaptera Z adapterem

Eliminacja odblaskéw

Podczas obserwacji powierzchni folii lub przedmiotu
przez przezroczysty osrodek, taki jak szkto, czesé
powierzchni moze by¢ bardzo jasna. W celu eliminacii
ol$nienia z adapterem uzywana jest optyczna ptytka
polaryzacyjna.

Ii ULTEHT
Il

Bez adaptera Z adapterem



Widok prébki w 3D za jednym kliknieciem

Szybka akwizycja szeregu obrazéw 3D, ktérych nie mozna uzyskac za pomocg konwencjonalnego mikroskopu optycznego. Nawet
jesli probka zawiera znaczace nieréwnosci, a czes¢ powierzchni jest nieostra, mozna uzyska¢ w petni ostry obraz 3D za nacisnieciem
przycisku.

-1796 466

Widok panoramiczny umozliwia przechwytywanie obrazéw 2D/3D na duzym obszarze. Serig ostrych obrazéw mozna potaczy¢ w celu
obserwacji probki nawet poza polem widzenia mikroskopu.

Obserwacja materiatdw w czasie

Obrazowanie poklatkowe umozliwia automatyczne rejestrowanie obrazéw w predefiniowanych odstepach w celu obserwacji zmian
zachodzacych w materiale na przestrzeni czasu.
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Wiele obserwaciji za jednym kliknieciem

Konsola

~ OLYMPUS

Mikroskop DSX1000 zapewnia elastycznosc pracy, usprawniajac i utatwiajgc prowadzenie inspekcji. Zmiana metody obserwacii
sprowadza sie do obrécenia pokretta, a wybor miedzy szescioma dostepnymi opcjami wymaga jedynie nacisniecia przycisku.

Best image

IS Observation setting

BT

Wybor
najlepszego : !
o b razu _— IR TN~ Adjust image

BF Conlrast 0 ACCMODES Shadow Contrast
| OBLIQUE DF
PO DIC

Registration

Cancel

Funkcja podgladu obrazéw z wielu metod obserwaciji jednoczesnie prezentuje widok probki uzyskany réznymi metodami obserwacii,
utatwiajac wykrywanie wadliwych czesci.

Przesuwana koncowka
obiektywu




Btyskawiczna wymiana przynosi oszczednosc¢ czasu

Wymiana obiektywdéw w mikroskopie optycznym bywa ktopotliwa, a niektére metody oswietlenia moga nie by¢ obstugiwane. W
przypadku mikroskopu DSX1000 wymiana obiektywdw jest szybka i tatwa — do wyboru jest sze$¢ metod obserwaciji, ktére mozna
przetaczac jednym kliknieciem.

Systemy konwencjonalne moga oferowac tylko jedng lub dwie metody obserwaciji, co ogranicza mozliwosci badania probki.
Mikroskop DSX1000 udostepnia wiele metod obserwacji, z ktérych mozna wybrac¢ te najbardziej odpowiednig dla danego
zastosowania.

Metody obserwacji obstugiwane przez konwencjonalne mikroskopy cyfrowe

Metoda Metoda Metoda
obserwacji A obserwacji B obserwaciji C

Powiekszenie
obiektywu A

Powiekszenie _
obiektywu B Obstugiwana
Powiekszenie :
obiektywu C Obstugiwana

Obstugiwana

Szybka zmiana przystawki obiektywu i automatyczna aktualizacja wartosci
DSX1000 powiekszenia. Wybor sposrod szesciu metod obserwaciji i przetaczanie miedzy nimi
jednym kliknieciem.
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Bezproblemowy dostep do najwazniejszych funkcji

Wielofunkcyjna konsola utatwia i przyspiesza przeprowadzanie analiz. Funkcje obserwaciji i przechwytywania obrazéw zostaty
pogrupowane na konsoli, dzieki czemu dostep do nich jest tatwy i nie wymaga uzycia myszy. Przy uzyciu konsoli mozna szybciej
przeprowadzac analizy, zmniejszajac jednoczesnie ryzyko niedopatrzen i bteddw.
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Przechwytywanie obrazéw 2D - . Regulacja zoomu
- L . Kontrola oswietlenia ; L . .
i 3D, sklejanie i funkcja . .. Poruszanie stolikiem Regulacja ostrosci
. P ) Zmiana metody obserwacji
poprawy jakosci obrazéw obrotowym

*-------------------------------------------

Organizacja przyciskow dostosowana do przeprowadzanych procedur

Btyskawiczna zmiana metody obserwacji

W przypadku konwencjonalnych mikroskopdw cyfrowych istnieja ograniczenia co do stosowania roznych metod oswietlenia z
poszczegdlinymi obiektywami. Mikroskop cyfrowy DSX1000 umozliwia przetaczanie sie miedzy szescioma metodami obserwaciji za
jednym nacisnieciem przycisku na konsoli.

BF OBLIQUE DF

Obserwacja Kontrast

Jasne pole . Ciemne pole MIX Polaryzacja e ) )
P ukosna ! P yzad) réznicowo-interferencyjny

Szybka regulacja parametréw optycznych przy uzyciu pokretta regulacji oswietlenia

Pokretto regulacji oswietlenia w mikroskopie DSX1000 utatwia kontrolowanie oswietlenia probki bez uzycia myszki.

o ! ﬁ .-, .

BF: oswietlenie OBQ: regulacja o$wietlenia
wspotosiowe

DIC: regulacja pryzmatu



Wybor najlepszego obrazu sposréod 6 metod obserwaciji

Mozliwe jest btyskawiczne wyswietlanie obrazéw probki przechwyconych za pomoca 6 réznych metod obserwacji — za jednym
kliknieciem. Po wybraniu najlepszego obrazu probki ustawienia zostang automatycznie skonfigurowane w celu wykorzystania peti
mozliwosci danej metody obserwacii.

Best image
MIX

Observation setting

Adjust image
Shadow Contrast
OBLIQUE DF
PO

Others

Registration

Cancel

Przywracanie wczesniej stosowanych warunkéow obserwaciji

Podczas przechwytywania obrazu system rejestruje warunki, w jakich jest przeprowadzana akwizycja. Warunkéw tych mozna uzy¢
ponownie, Klikajac obraz, co utatwia prowadzenie obserwacji prébek w tych samych warunkach i z tymi samymi ustawieniami.

Prébka A Probka A

Tlumination
Camera
Image correction

Comment

Probka podobna
do prébki A

Warunki akwizycji sa zapisywane dla kazdego - -
obrazu. Do ponownego zatadowania tych O

warunkow wystarczy jedno klikniecie.

Prébka podobna
do prébki A

Szybkie pobieranie wykorzystywanych
wczesniej warunkéw akwizycji
obrazéw w celu usprawnienia analizy.
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Zintegrowane metody obserwacji

Przefaczanie miedzy funkcjami obserwaciji w jasnym polu (BF),
obserwacji ukosnej, obserwaciji w ciemnym polu (DF), obserwacii
MIX (BF i DF), z prostg polaryzacja (PO), kontrastem réznicowo-
interferencyjnym (DIC) oraz wzmocnieniem kontrastu jest proste.
Taka elastycznos¢ umozliwia swobodne przeprowadzenie
praktycznie kazdej inspekcji mikroskopowe.

BF (jasne pole) PO (polaryzacja)

Dobra do ptaskich prébek

Zarysowania na odblaskowych powierzchniach sg
widoczne w ciemnych kolorach, dzieki czemu sie
wyrdzniaja.

OBQ (obserwacja ukosna)

MIX (BF+DF)

Swiatto jest emitowane z pierscienia
otaczajacego obiektyw

Potgczenie mozliwosci detekgji oferowanych

przez obserwacje w ciemnym polu (DF) z dobrg
widocznoscig podczas obserwaciji w jasnym polu (BF)
sprawia, ze wykrycie zarysowan i wad, ktére trudno
jest zauwazy¢ przy uzyciu konwencjonalnego

e}
]
=
-
=
=

i

Przeznaczona dla prébek polaryzujgcych

Metoda ta umozliwia obserwacje obrazu w
kontrascie i w kolorze w zaleznosci od witasciwosci
polaryzacyjnych probki dzigki dwém potozonym
prostopadle filtrom polaryzacyjnym.

Uwidocznienie nieréwnosci powierzchni

Metoda ta stuzy do uwidocznienia nieréwnosci
powierzchni poprzez o$wietlanie probki tylko z jednej
strony. Metoda ta idealnie nadaje sie do probek o
nieréwnej lub pofatdowanej powierzchni oraz do
obserwagji sladéw ciecia.

DF (ciemne pole) Zwiekszenie kontrastu

Najlepsza do wykrywania zarysowan i
podobnych wad

2 2 Powierzchnia probki jest oswietlana ukosnie Swiattem
rozproszonym lub odbitym, co uwidacznia kurz,
zarysowania i inne obiekty. Kurz i zarysowania sg
widoczne w jasnych kolorach w polu widzenia.
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Wizualizacja nieréownosci powierzchni,
czastek ciat obcych, zarysowan i innych
wad na poziomie nanometrowym

Metoda ta umozliwia wizualizacje nieréwnosci
powierzchni na poziomie nanometrowym. Jest ona
idealna do inspekcji powierzchni wafli, folii, tasm ACF
wyswietlaczy LCD oraz szkta.

Wyrazniejsze kontury probki

Metoda ta zwieksza kontrast poprzez zwezenie
przestony aperturowej elementu optycznego,
umozliwiajgc uzyskiwanie ostrych, wyrazistych
obrazéw. Jasne czesci wygladaja na jasniejsze, a
czedci ciemne — na ciemniejsze.




Lepsza widocznos¢ zarysowan dzieki kontrastowi r6znicowo-interferencyjnemu

Wady niewidoczne w polu jasnym, takie jak zarysowania, tatwiej jest dostrzec przy uzyciu funkcji kontrastu réznicowo-
interferencyjnego.

BF: Nie mozna dostrzec nieréwnosci powierzchni. DIC: Mozna potwierdzi¢ obecnosé zarysowan — nie byto
to mozliwe w przypadku obserwacji w polu jasnym.

Koricéwka uktadu scalonego

BF: Nie mozna okresli¢ stopnia wybrzuszenia. PO: Za pomoca kontrastu i koloru — w oparciu o
witasciwosci polaryzacyjne — mozna potwierdzi¢
obecnosé wybrzuszen.

Produkt formowany z tworzywa sztucznego
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Szybka i prosta zmiana powigekszenia

Niektore mikroskopy cyfrowe wymagaja wymiany obiektywu, aby zmieni¢ powiekszenie. Proces ten moze zajmowac sporo czasu, a
przy kazdej takiej wymianie konieczne moze okazac¢ sie odtaczenie kabla kamery i ponowne uruchomienie oprogramowania. Zdarza
sig, ze podczas tych dziatan obserwowany obiekt ,ucieka” z pola widzenia, a nawigacja do prawidtowego miejsca zajmuje dodatkowy
czas. Mikroskop cyfrowy DSX1000 umozliwia tatwa i szybkag zmiane powigkszenia od skali makro do mikro, minimalizujgc ryzyko
utraty obiektu docelowego z pola widzenia.

Szybka zmiana powiekszenia za pomoca przesuwanej
koncowki obiektywu

Do gtowicy mozna przytaczy¢ dwa obiektywy jednoczesnie, co Przedni obiektyw
umozliwia szybka zmiane powigkszenia poprzez przesuniecie ——
obiektywu.

Tylny obiektyw

0 | osdiy
HUHITH

Btyskawiczna wymiana przystawki obiektywu

Mozliwos¢ szybkiego przetaczania obiektywdw pozwala na
dobranie optymalnego powiekszenia dla danej inspekcji. Po
wymianie obiektywu nastepuje automatyczna aktualizacja
informacji o powiekszeniu i polu obserwacii.

Przesun obiektyw, aby szybko zmieni¢ powiekszenie

Przystawka z jednym obiektywem Przystawka z dwoma obiektywami
=

Szybki zmotoryzowany zoom optyczny

Jednoetapowa wymiana przystawki obiektywu

Pokretto konsoli umozliwia przyblizanie i oddalanie obrazu.
Gtowica zoomu optycznego obejmuje szeroki zakres
powiekszen przy uzyciu jednego obiektywu. Jest ona w peti
zmotoryzowana, co pomaga wyeliminowac typowe btedy
popetiane podczas recznego ustawiania powiekszenia.

Jeden obiektyw umozliwia nawet 10-krotny zoom.



Powigkszanie okreslonego obszaru przy pomocy zoomu ROI

Istnieje mozliwos¢ okreslenia potozenia i rozmiaru obszaru, ktory nastepnie zostanie powiekszony podczas obserwacji obrazu na
zywo. Dzigki temu mozna szybko zblizy¢ sie do punktu pomiaru.

LT e T T

Jesli wybrany obszar ma zostaé powiekszony w celu obserwaciji na petnym ekranie, nalezy przesunac i klikng¢ zéttg ramke. Wéwczas
ustawienia zostang odpowiednio zmodyfikowane przez zmotoryzowany stolik oraz zoom.

Widocznosé lokalizacji na probce

Aby nie zgubi¢ sie podczas obserwacii probki, system wyswietla aktualnie obserwowany obszar w kontekscie catego obrazu, nawet
w trybie zoomu.

Light / Camera




Wysoka wiarygodnos¢ wynikow dzieki gwarantowanej*
doktadnosci i precyzji

Do not hold here to move the stage.

Telecentryczny uktad optyczny mikroskopu umozliwia wykonywanie pomiarow z bardzo duzg precyzja, a gwarancja dokfadnosci i
precyzji sprzyja wiarygodnosci uzyskiwanych wynikow.

*W celu zagwarantowania doktadnosci w ptaszczyznach XY kalibracja musi by¢ wykonywana przez technika serwisu firmy Olympus



Gwarantowana precyzja pomiarow

Wiarygodnos$é wynikéw

Wiele mikroskopow cyfrowych i optycznych nie gwarantuje precyzji.

W przypadku wielu mikroskopdw nie jest DSX1000 zapewnia doktadnosé pomiardw
udostepniany certyfikat kalibracji

HHHHH

10 pm

Precyzyjna wartosc

Niestabilna wartos¢

DSX1000

Uzyskiwane wyniki sg wiarygodne dzieki gwarantowanej precyzji pomiaréw.

Kalibracja w placéwce klienta

Nawet jesli precyzja pomiardw mikroskopu byta gwarantowana w momencie wysytki, moze ona ulec zmianie po instalacji.

Zwykle mikroskop nie ma certyfikatu kalibracji DSX1000 z certyfikatem kalibracii

DSX1000 Niezawodnos$¢ wynikéw jest zapewniana dzieki kalibracji w placéwce klienta.
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Wysoka precyzja pomiarow

Podczas obrazowania wysokich prébek za pomoca konwencjonalnego mikroskopu moze wystapic efekt konwergenciji, ktdry
sprawia, ze rozmiar obiektu wydaje sie by¢ rézny w zaleznosci od punktu ogniskowania. Efekt ten utrudnia wykonywanie dokfadnych
pomiaréw. Telecentryczny uktad optyczny systemu DSX1000 eliminuje to zjawisko, zwiekszajac doktadnosé pomiardw.

Konwencjonalny mikroskop cyfrowy DSX1000

(nietelecentryczny uktad optyczny) (telecentryczny uktad optyczny)

Rozmiar obiektu rézni sie miedzy prawa a lewa Taki sam rozmiar obiektu przy prawej i lewej
krawedzig jednego pola widzenia. krawedzi jednego pola widzenia.

Czym jest telecentryczny uktad optyczny?

Obiektywy telecentryczne zapewniaja takg sama jasnos¢ posrodku oraz na krawedziach pola widzenia. W przypadku
obiektywow telecentrycznych rozmiar obrazu (powiekszenie) nie zmienia sie, nawet jesli probka przesuwa sie w osi
pionowej podczas regulacji ostrosci. Taki ukfad optyczny umozliwia przechwytywanie obrazu catej prébki zwréconej do
gory, co zwieksza precyzje pomiaru.

Nietelecentryczny uktad optyczny )

Podczas pomiaru odlegtosci miedzy dwoma punktami na obrazach Wynik uzyskiwany na podstawie obrazéw powyzej i ponizej poziomu
powyzej i ponizej poziomu ostrosci uzyskiwane moga by¢ rézne wyniki. ostrosci jest taki sam.

Zwykly obiektyw Obiektyw telecentryczny \ - o)l |

1y
/I\
ya =N

W przypadku zwyktego obiektywu W przypadku obiektywu
powierzchnia docelowa moze by¢ telecentrycznego
czesciowo ukryta wskutek powierzchnia docelowa nie
nieréwnosci. jest

Obrazy majg Obrazy maja
rézny rozmiar. taki sam rozmiar.
Ponizej poziomu ostrosci Ponizej poziomu ostrosci




Gwarantowana doktadnos¢ i powtarzalnosé

Gwarancja doktadnosci i powtarzalnosci przy wszystkich
powiekszeniach zapewnia wysoka wiarygodnos¢ wynikow.

v
Przedmiot pomiaru: stdowa podziatka 1,00 mm

Pomiary Wynik pomiaru

1 1,0 mm

2 1,02 mm

3 0,99 mm

4 1,01 mm

5 1,0 mm

6 1,0 mm

7 0,99 mm
Pomiary Srednia warto$é

7 1,00 mm

=

—

Powtarzalnosé

~
/

Doktadnosé

S
S
RN

N—

N\

“,

%

Powtarzalnosc i
doktadnosé

aw\Mpy
N\

AN
ol L

Calibration
RCLO0510

*Aby mozliwe byto wystawienie certyfikatu, kalibracja musi zostac¢ przeprowadzona przez serwis firmy Olympus.
eFirma Olympus wystawia certyfikaty kalibracji uwierzytelnione przez agencje akredytacii kalibracji ILAC-MRA.

Gwarantowana skutecznos¢ pomiaréw w srodowisku roboczym

Po zakupie systemu DSX1000 technik wykona kalibracje w
placéwce klienta, aby zagwarantowac taki sam poziom precyzji,
jak w momencie wysytki systemu z fabryki.

Stata precyzja pomiarow

Aby jeszcze bardziej ograniczy¢
wahania precyzji pomiaréw,
nalezy kalibrowac obiektywy

i zoom. Zwykle jest to
czasochtonny proces, ale funkcja
automatycznej kalibracji znacznie
go przyspiesza i utatwia.

Certyfikaty

DSX1000

Prébka kalibracyjna
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Szybkie i tatwe uzyskiwanie zaawansowanych pomiarow

Intuicyjne oprogramowanie mikroskopu jest wyposazone w peten zakres zaawansowanych, tatwych w uzyciu funkcji analizy,
podnoszacych jakos¢ i zwiekszajgcych szybkos¢ inspekcji. Akwizycja danych i analiza w oprogramowaniu sg przeprowadzane
osobno, dzieki czemu mozna analizowac obraz w trakcie jego przechwytywania. Uzycie dwdch monitoréw usprawnia prace jeszcze

bardziej.

1 ' Specify the measurement line ?

Line type Auxiliary tools

x i ‘

Horlrontal  Vertical

L]

L

Delete | Delete al

Line width

® Height Intensity Color

-276[um]

Intensity = -

2 Measure

Measuring function | Auxiliary tools
wistn
A
Rt

Aogle:
A,

toln

e from reference line

e e o ek
()8 887.606 785.406 413.500
Create report

Zaawansowane funkcje pomiarowe

Oprogramowanie DSX1000

Umozliwia wykonanie pomiaréw profilu, chropowatosci powierzchni i innych na wysokim poziomie.

E v 3
- Measurement = @
Image list Y 8 - L]
asusreme Dy
RE b
o =
Color One
Height N L 6|
' -}l
. - .-
L O] G -
®e T
0) -t ; -“100% [ asmirty
Contour 2 easureme De
Datashe rofile measurement
No.Result Width[um] Height[um] Length[pm] Angle[°] File name
it 443732 466,679 643.962 46444 P22 3DWE
p— p—
Hesght{um] 466.679
Lengehfum] si1.962
Angieg®] asdaa
premmens] B =
CT7506 % 190
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Zaawansowane funkcje upraszczajgce analize

Pomiar profilu za jednym kliknieciem

Pomiar profilu

Profil powierzchni w funkcji pomiaru profilu jest wyswietlany w formie narysowanej w sposob dowolny linii pomiaru w miejscu

na obrazie, ktérego pomiar ma zosta¢ wykonany. Mierzy ona takze uskok miedzy dwoma dowolnymi punktami, szerokosciami,
obszarami w przekroju i promieniami. W przeciwienstwie do kontaktowych urzgdzen pomiarowych, funkcja ta umozliwia tatwe
ustawienie pozycji pomiarowych. Linie i punkty pomiaru mozna sprawdzi¢ na obrazie w celu wykonania doktadnego pomiaru nawet w
przypadku bardzo matych elementéw.

Automatyczne wyznaczanie punktéw charakterystycznych

Narzedzie wspomagajace pomiar profilu

Zadana linie pomiaru mozna zdefiniowad przy pomocy maksymalnych/minimalnych punktéw na danej powierzchni, punktu przeciecia
dwach linii, srodka cylindra lub srodka sfery. Jesli powierzchnia zostata zdefiniowana w uzyskanych danych, wyznaczanie punktéw

charakterystycznych odbywa sie automatycznie zgodnie z okreslonymi warunkami, minimalizujac tym samym réznice wynikajace z
pracy roznych operatorow.

H '
s L = '{(
Point ] 3 points Midpoint Max.

7' @ ']

Min. Sphere Cylinder Plane Intersect. streak

Automatyczne wyznaczanie punktow charakterystycznych

Narzedzie wspomagajgce wykonywanie pomiarow

Punkt, ktérego pomiar ma zosta¢ wykonany, mozna prawidtowo okresli¢ za pomoca najwyzszych, najnizszych, srodkowych i/lub
srednich punktéw. Po zdefiniowaniu powierzchni do wykonania pomiaru dane pomiarowe sg pozyskiwane automatycznie.

Pomiar uskoku miedzy najwyzszym
i najnizszym punktem w profilu
powierzchni
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Poréwnywanie wysokosci z ptaszczyzna referencyjna

Pomiar wysokosci uskoku

Okreslenie wysokosci ptaszczyzny referencyjnej i ptaszczyzny
do wykonania pomiaru, ktére postuza jako poréwnanie w
uzyskanych danych, umozliwia obliczenie maksymalnych,
minimalnych i srednich réznic w uskokach miedzy powierzchnig
referencyjng a powierzchnig do wykonania pomiaru. Okreslone
ptaszczyzny mozna zapisac i zatadowac pdzniej, dzieki czemu
funkcja ta znakomicie sprawdza sie w przypadku powtarzanych
pomiardw.

Wizualne i ilosciowe potwierdzenie wystepowania réznic w danych
- & - Reference image
Pomiar réznic

Roznice, w tym oceny akceptowalne/nieakceptowalne, réznice
w ksztatcie (wysokosci) przed zuzyciem materiatu i po nim,
réznice w powierzchniach i objetosciach, mozna potwierdzi¢ —
wizualnie i ilo$ciowo. Jednym Kliknieciem mozna wyréwnacé [E——

potozenie XYZ®, co utatwia analizowanie réznic w ksztatcie o
powierzchni. -

Pomiar chropowatosci powierzchni

Uzyskanie obrazu powierzchni jest bardzo tatwe dzieki
ilosciowemu pomiarowi chropowatosci linii i powierzchni za
pomoca parametrow Ra i Rz.

Analysis parameter

Sgq 401406 [um S5k -0.089
Sk 1.363 ip 511.759 [pm]
v 746.314 [um 5= 1258.073 [um]
Sa 368.356 [um

Specjalistyczna analiza

Integracja z oprogramowaniem OLYMPUS Stream™

om [ 18%(Fit)

m— Reference image

B =

[Mhncensey [T] color i reigme

Analysis image

um
545 914

198.401

Przy uzyciu opcjonalnego oprogramowania do analizy obrazéw OLYMPUS Stream do zastosowan specjalistycznych mozna z

tatwosciag wyswietli¢ i przeanalizowac¢ dane uzyskane za pomoca mikroskopu DSX1000.




Rozktad czastek

Pomiar fizycznej charakterystyki czastek jest zadaniem czesto wykonywanym w wielu branzach i ma niejednokrotnie zasadnicze znaczenie w
procesach produkcyjnych. Rozwigzanie materiatowe w zakresie rozktadu czastek klasyfikuje czastki na podstawie parametrow morfologicznych, takich
jak rozmiar, srednica, pole powierzchni, kolor i wydtuzenie, po czym przedstawia rozktad w formie graficznej. Mozliwe jest zdefiniowanie kategorii i
przypisanie im koloréw, aby wyniki byty bardziej czytelne.

Kluczowe funkcje

- Zlicza liczbe czastek na jednym
lub wielu obrazach (w
przypadku rozwigzania
zmotoryzowanego)

- Klasyfikuje czastki, przypisujac
je do jednej z wielu dostepnych
kategorii rozmiarowych

- Koduje i weryfikuje wyniki
zgodnie z norma wybrang
przez uzytkownika

Typowe zastosowania

- Reaktywnos¢ mierzona
szybkoscia rozpuszczania (np.
katalizator, tabletki)

- Stabilnos$¢ w zawiesinie (np.
osady, farby)

- Skutecznosc¢ podawania (np.
inhalatory z lekami na astme)

- Tekstura i wrazenia dotykowe
(np. sktadniki zywnosci)

- Wyglad (np. powfoki
proszkowe i farby drukarskie)

Rozktad czastek
(Czastki wyodregbnione na filtrze
membranowym)

Ocena sferoidalnosci grafitu

To rozwigzanie automatycznie ocenia sferoidalnosc i zawartosc¢ grafitu w prébkach Zeliwa (sferoidalnego i wermikularnego). Ksztatt, rozktad i rozmiar
sfer grafitowych klasyfikowany jest wedtug norm EN ISO 945-1:2018, ASTM A247-17, JIS G 5502:2001, KS D 4302:2006, GB/T 9441-2009, ISO
16112:2017, JIS G 5505:2013, NF A04-197:2017 i ASTM E2567-16a (tylko ocena sferoidalnosci). To rozwigzanie moze réwniez pomoc w okresleniu
stosunku ferrytu do perlitu na przekrojach zeliwa.

P » = g

Kluczowe funkcje Typowe zastosowania e s iR

- Mierzy zaréwno stosunek - Wszystkie probki zeliwne - el - s > % ‘
ferrytu do perlitu (na préobkach (czesci metalowe, od ktdrych [P . e “
wytrawianych), jak i rozktad wymaga sie duzej . ‘ bk
grafitu (na probkach wytrzymatosci, lejnosci itd.) -’ - ‘ .
niewytrawianych) e o ‘..

- Umozliwia pomiar rozkiadu ‘ L bR A e .
grafitu wermikularnego przy S e e .
uZyciu,standardowych Rozwigzanie do badan zeliwa .‘- L4 .’ % e .A ~
WZOrcow (Zeliwo ciagliwe z widocznym grafitem i e BV ey TR G

- Wiele norm do wyboru sferoidalnym) a . 2 . a e

- & _w -

Pomiary grubosci warstw

Rozwigzanie to mierzy grubosci warstw w kierunku prostopadtym do witdkien neutralnych, po najkrétszej odlegtosci lub za pomoca metody
rownolegtej. Uzytkownicy moga teraz mierzy¢ warstwy o gtadkich lub nieréwnych granicach. Oprogramowanie do pomiaru grubosci wyznacza
Srednig, maksymalna i minimalng warto$¢ oraz parametry statystyczne poszczegdlnych warstw. Granice warstw moga by¢ wyznaczane
automatycznie, za pomoca ,magicznej rézdzki” lub w trybie recznym. Mozna pdzniej dodawac i usuwac poszczegolne pomiary.

Kluczowe funkcje - Elastyczny wybor wielu limih
punktow lub odlegtosci 1l il H

posrednich

- Osady chemiczne i

galwaniczne “mm | MI

- Mozliwos¢ wyboru réznych faz
w trybie automatycznym,
»magicznej rézdzki” i recznym

- Polimery, farby i lakiery
Typowe zastosowania

- CVD, PVD, powfoki
natryskiwane plazmowo

- Automatyczny pomiar warstw
wykonywany jest wzgledem
warstwy widkien neutralnych
(traktowanej jako warstwa
odniesienia)

Rozwigzanie do pomiaru grubosci
warstw (Przekrdj przez warstwe
lakieru i podktadu na czesci
stalowej)

- Warstwy anodyzowane
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Zautomatyzowane funkcje utatwiajgace przeprowadzanie procedur

Uproszczenie i automatyzacja wielopunktowych akwizycji oraz pomiaréw w mikroskopie DSX1000 usprawnia analizy
na kazdym etapie.

1. Wprowadzanie i edytowanie punktéw do akwizycji wielopunktowej przy uzyciu pliku

Qjﬁxja akwizycji ruchomej stuzy do automatycznej akwizycji obrazéw w lokalizacjach zarejestrowanych w pliku CSV. W przypadku
niektérych mikroskopdw nalezy przeprowadzacé akwizycje kazdego punktu osobno — w systemie DSX1000 proces ten moze by¢
zautomatyzowany, co pozwala na zaoszczedzenie czasu.

Advanced acquisition X
Alignment | Stage coordinates | Traveling acquisition
) o - o
H
No. Xcoordinai V coordinat Move
Base axis (2 points) and vertical axis (1 point) nent Xy | 100 100 ON_ |~
2 | 100 oN
pm 3 |mo 100 oN
Base axis Q Xaxds @ Yads . M PR E) 100 OoN
K m 5 a0 100 oN
Coordinate XY point 3 500 100 oN
Move @ON @ OFF 7 i a o
. Xcouding Ordinate Gl : ;z 2 2: i
Base point | 10 |aa a oN
— 1 11 500 n ON
- — 12 [0 “100 on
Matrix |1 = 2 5 13 |0 -100 ON
y 11 |0 “100 on
Pitch ‘ 1 \ ‘1 \ um |15 [100 -100 oN |
Wyréwnanie Ustawianie wspdtrzednych stolika przy uzyciu pliku CSV

2. Przywracanie ustawien obserwacji z dowolnej inspekcji

Jednym kliknieciem mozna z fatwoscia przywrdci¢ warunki, jakie zostaty zastosowane do przechwycenia dowolnego obrazu, co
pozwala na powtdrzenie inspekciji przy uzyciu
tych samych warunkéw i ustawien.

Advanced acquisition X
[r— Alignment | Stage coordinates | Traveling acquisition |

IMove to Z escape position

Z escape distance 10000 um

comenen. e | [¥] Execute AF on each acquisition

V| Perform measurement after acquisition

s )

Warunki akwizycji sg zapisywane dla P
kazdego obrazu. Do ponownego )

Acquisition is performed by acquisition conditions in main

zatadowania tych warunkéw wi"dwf-
wystarczy jedno kliknigcie. I‘l ﬁi'l"imiﬂ -l

[ (S|

Akwizycja ruchoma




3. Automatyczne pozyskiwanie obrazéw z kilku zarejestrowanych punktow

Zmotoryzowany stolik automatycznie przemieszcza sie do kazdego zarejestrowanego punktu i przeprowadza akwizycje obrazu 2D
lub 3D — analize mozna zacza¢ juz w trakcie przechwytywania obrazéw.

4. Natychmiastowe przeksztatcanie wynikéw pomiaréw w raport na podstawie
predefiniowanego szablonu

Wszystkie operacje i procedury ujete w raporcie mozna zapisa¢ w formie szablonu analizy. Uzycie szablonu do powtarzania tego
samego pomiaru zapewnia spojnos¢ miedzy raportami z analizy i uzytkownikami.

|*semiconductor | =B ) *Semicanductor_1
Front page | Measurement condition | Aulu edge megsurerment Mo« » ¥ Front page | Messurement condition | Auto edge measurement
Report Titie Report Title

Przeprowadzanie inspekgji i wykonywanie pomiaréw Wygenerowanie raportu i zapisanie szablonu Btyskawiczne wygenerowanie raportu na podstawie
szablonu

*Somiconductor

Front page condition | Auto edge measurement [+]

*Samiconductor_1

Report Title
] [ Front page | Messurement condition | Auto edge measurement [+]
Report Title| *Semiconductor_2 E)E=
&l | Front page condition| Auto edge [l W r ¥
*Semiconductor_3 )@=
Front page | Measurement condition | Auto edge measurement [+] ooy

Report Title
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Potprzewodnik/elektronika

ijejejejajejejejefejefajejejejejejajeiajoiaie

Przekréj
kondensatora

Styki ztagcza w 3D

VARRRERE]

]
NSNS
i

Y

Przekrdj ptytki

Kabel koncentryczny




Motoryzacja/metal

)

Przekaznik samochodowy

Konektor okragty
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Materiaty/substancje chemiczne
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Inne zastosowania analityczne

Blyszczacy papier
A ~

‘\ e -‘ ey
A

Chrzaszcz

B,

Ogniwo stoneczne Opakowanie gumowe Chrzaszcz

-




Gama produktow

Model Model podstawowy Model pochylany Model o wysokiej rozdzielczosci Model zaawansowany

. Zalecany do analizy probek o Obrazy o wysokiej Analiza réznych typdw probek
Opis modelu Po?tsat :/\v/\;;\ og/;s‘fjn:qe nieregularnych rozdzielczosci do przy uzyciu wielu metod
9 ksztattach zaawansowanej analizy obserwaciji
Standardowe Zmotoryzowana Uniwersalna glowica zoomu
wyposazenie glowica zoomu *DIC: kontrast
mikroskopu réznicowo-interferencyjny
*Gfebia ostrosci D . .
*Tryb wysokiej rozdzielczosci
3CMOS
Standardowa gtowica zoomu [ ) [ ) D

Metoda obserwaciji
BF:  w jasnym polu
DF:  w ciemnym polu
OB: obserwacja ukosna [ ) [ ] o
MIX:  w jasnym i ciemnym polu
POL:  w $wietle
spolaryzowanym

Rama Rama pochylana (+90°)

mikroskopu

e [
e [

Rama pionowa

Stolik zmotoryzowany w osiach XY
z mozliwoscig obrotu (£90°)

e[l[]e
ODOede

Stolik Stolik zmotoryzowany w osiach XY

Stolik z mozliwoscig recznego
przesuwania w osiach XY

Oe O

[ ]
O
[ ]

Konsola

Obiektyw o wyjatkowo duzej
odlegtosci roboczej
Obiektywy* Obiektyw o duzej odlegtosci *Patrz gama obiektywdéw na stronach 35-36
roboczej
Obiektyw UIS2

Pomiar profilu, pomiar réznic, pomiar wysokosci uskoku, pomiar pola powierzchni/objgtosci, pomiar chropowatosci linii,

rogramowani rogramowani likacji . Pl . ! ) .
Oprogramowanie. | - Oprogramowanie apliaci pomiar chropowatosci powierzchni, analiza histogramu

Probka kalibracyjna
Inne Sterownik PC/monitor o o o ®
Opcja Swiatlo przechodzace | | O O
Adapter rozproszeniowy I:l D D D
Adapter
Adapter eliminujacy odblaski D D D D
Automatyczny pomiar krawedzi D |:| D D
Analiza czastek I:l D D D
O \/,\vglachg\z:\v katéw powierzchni sfer/ D D D D
Kompleksowe wsparcie podczas
eksperymentu*
(Funkcja analizy wielu rodzajow D D D D
danych)
Inne Etui na obiektywy D D I:l D

® : Standard [ : Opcja
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Schemat systemu

DSX10-UzH

Universal zoom head

) DSX10-SZH

Standard zoom head

: Objective
' | I I
: Super long working Super long working Lens attachment Lens attachment for UIS
1 distance objective lens distance objective lens E = for XLOB E = (Three pieces as one set)
' DSX10-SXLOB1X DSX10-SXLOB3X (Two pieces as one set) DSX10-LAUIS
: DSX10-SXLOB10X DSX10-LAXL
' EE L] .
' Long working I Adapter
1 distance objective lens UIS2 objective lens = BD-M-AD
' DSX10-XLOB3X MPLFLN5XBDP I
: — DSX10-XLOB10X MPLFLN10XBDP
f DSX10-XLOB20X MPLFLN20XBDP Q UIS2 objective lens
1 DSX10-XLOB40X MPLFLN50XBDP MPLAPONS0X
1 LMPLFLN10XBD MPLFLN1.25X
: LMPLFLN20XBD MPLFLN2.5X
1 LMPLFLN50XBD
1
1
1
1
1
1
1
1
1
. = =
: Polarized illumination adaptor  Diffused illumination adaptor Diffused illumination adaptor Stso;a%?l_cgse
1 for DSX10-SXLOBX for DSX10-SXLOB1X/10X for DSX10-SXLOB3X N
' DSX10-POAD DSX10-DIAD1X10X DSX10-DIAD3X (Three pieces of lens attachments)
1
e
B R I e .
1 1
1 Stage I '
1 1
. I !
' Adaptor for manual stage 1
! Rotatable motorized Motorized XY stage DSX10-MSTAD :
, XY stage DSX10-MTS !
1 DSX10-RMTS 1
1 Manual stage !
, U-SIC4R2 !
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 Wafer holder plate 1
1 | U-WHP2 . Stage plate 1
! L] U-MSSP4 !
1 1
1 1
: Rotatable wafer holder :
' BH2-WHR43 |
1 1
1 1
1 1
1 1
e e e e e e e e e e e e mmmmmmmmm === === === = e e e e = = = = = = = = = = == == M
P L I e e T, e T

Microscope Control box

frame

0 Tilting frame [ Upright frame
DSX10-TF DSX10-UF

Cotrol box
DSX10-CB

Console
DSX10-CSL

Calibration sample
DSX-CALS-HR

L =D

LED transmitted light illuminator
DSX10-ILT

o

Basic software

——
——

DSX10-BSW-2

(Optional software)
Edge detecting measurement software
DSX10-ASW-EDM, OLS50-S-ED

Particle analysis software

DSX10-ASW-PAM, OLS50-S-PA
Sphere/cylinder surface angle analysis software
OLS50-S-SA

Experimental total assist software
OLS51-S-ETA
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Obiektywy

Obiektywy o wyjatkowo

duzej odlegtosci roboczej
® Duza odlegtosé robocza
miedzy obiektywem a prébka

Powiekszenie na monitorze 20X

DSX10-SXLOB1X

DSX10-SXLOB3X

DSX10-SXLOB10X

40X 100X 200X

49-493x

Obiektywy o duzej rozdzielczosci i
duzej odlegtosci roboczej
® Zapewniajg zarowno
duzg rozdzielczosg, jak i
duzg odlegtos¢ robocza

DSX10-XLOB3X

DSX10-XLOB10X

DSX10-XLOB20X

DSX10-XLOB40X

Wysokowydajne obiektywy z duzg apertura
numeryczng (NA)
@ Zapewniajg $wietng jakos¢ w skali nano

MPLFLN1.25X

T max
[ e

MPLFLN2.5X
MPLFLN5XBDP
MPLFLN10XBDP _
MPLFLN20XBDP .
MPLFLN50XBDP

MPLAPONS0X

LMPLFLN10XBD _
LMPLFLN20XBD

LMPLFLN50XBD




500X 1000X 3000X 6000X 9000X

Odlegtos¢ Ap.
robocza numeryczna

(mm) (NA)

Pole widzenia
(bm)

51,7 0,038 19 200-2740
66,1 0,09 9100-910
164-1644 41,1 0,20 2740-270
30,0 0,09 9100-910
164-1644x 30,0 0,30 2740-270
320-3280x 20,0 0,40 1370-140
‘ 650-6570x 4,5 0,80 690-70
’ 3,5 0,04 17 100-2190
. 10,7 0,08 10 200-1100
12,0 0,15 5480-550
164-1644x 6,5 0,25 2740-270
320-3280x 3,0 0,40 1370-140
820-8220x 1,0 0,75 550-55
820-8220x 0,35 0,95 550-55
164-1644x 10,0 0,25 2740-270
320-3280x 12,0 0,40 1370-140
820-8220x 10,6 0,50 550-55

*Powigkszenie uzyskane na 27-calowym monitorze.

*Obiektywy DSX10-SXLOB1, 3, 10X i DSX10-XLOB3X nie obstuguja obserwaciji PO.
*Obiektyw MPLAPONS50X nie obstuguje obserwacji DF i MIX.

*Obiektywy MPLFLN1.25, 2.5X obstugujg obserwacije BF i OBQ.

*Pole widzenia: Przy wspotczynniku ksztattu obrazu 1:1 (przy domysinej wartosci fabrycznej)

System obrobki obiektywow firmy Olympus Medal Yellow Ribbon za zaawansowany program

Firma Olympus opracowata automatyczny system obrdbki obiektywdw, rozwoju dla iniynieréw firmy Olympus
aby wytwarza¢ ukfady optyczne o najwyzszej jakosci. Umozliwia
on obrdbke wysokoprecyzyjnych obiektywdw o grubosci zaledwie
1/10 000 mm.

W 2018 roku firma Olympus otrzymata medal Yellow Ribbon za
opracowanie zaawansowanej metody obrobki wysokoprecyzyjnych
obiektywdw o grubosci do 2 pm. W ramach tego programu starsi
inzynierowie pemili role mentoréw dla swoich mtodszych kolegdw,
dzielac sie z nimi swoimi umiejetnosciami i doswiadczeniem w zakresie
technologii produkgji obiektywdw.




Dane techniczne

Dane techniczne modutu gtéwnego

DSX10-SZH |

DSX10-UzH

Uktad optyczny

Telecentryczny uktad optyczny

Zoom 10X (ruch zmotoryzowany)
Metoda zmiany powiekszenia Zmotoryzowana
Kalibracja Automatyczna
Praystawka obiektywu Szybko wymienialne, kodowane przystawki obiektywu automatycznie
Y aktualizuja informacje o powigkszeniu i polu obserwacii
Ukdad optyczny Maksymalne powiekszenie catkowite (na 27-calowym
; 8220X
monitorze)
Odlegtos¢ robocza (WD) 66,1-0,35 mm
Doktadnosé Doktadnos$é*1 +3%
i powtarzalno$¢ —
(ptaszczyzna X-Y) Powtarzalnos¢ 3on-1 2%
Powtarzalnos¢ (o$ 2)*2 Powtarzalnos¢ on-1 1 pm

Matryca obrazujaca 1/1,2 cala, 2,35 miliona pikseli, kolorowa CMOS

Chtodzenie Za pomoca ogniwa Peltiera

Czestos¢ klatek 60 kl./s (maksymalnie)

Kamera
Tryb standardowy 1200 x 1200 (1:1) / 1600 x 1200 (4:3)
Tryb precyzyjny Niedostepny 1200 x 1200 (1: 1) / 1600 x 1200 (4: 3)
Tryb superprecyzyjny Niedostepny 3600 x 3600 (1: 1) / 4800 x 3600 (4: 3)
Oswietleni Zrédio $wiatta kolorowego LED
Swietlenie
Trwatos$¢ uzytkowa 60 000 godz. (wartos¢ projektowa)
BF (jasne pole) Standard
OBQ (obserwacja ukos$na) Standard
DF (ciemne pole) Standard
P Pierscien LED podzielony na cztery segmenty
) - Standard
. MIX (jasne i ciemne pole) Jednoczesna obserwacja BF + DF
Obserwacja
PO (polaryzacja) Standard
DIC (kontrast réznicowo-interferencyjny) Niedostepny | Standard
Zwigkszenie kontrastu Standard
Zwiekszenie gtebi ostrosci Niedostgpne | Standard
Swiatlo przechodzace Standard*3
.. Ogniskowanie Zmotoryzowane
Ostro$é

Zakres ruchu 101 mm (ruch zmotoryzowany)

*1 Wymagana jest kalibracja przez serwis firmy Olympus lub dealera. W celu zagwarantowania doktadnosci XY wymagana jest kalibracja za pomoca produktu DSX-CALS-HR (prébka kalibracyjna).
*2 W przypadku uzycia obiektywu 20X lub z wyzszym powigkszeniem.
*3 Wymagany jest opcjonalny element DSX10-ILT.

Obiektyw DSX10-SXLOB DSX10-XLOB uis2
Maksymalna wysokos¢ probki 50 mm 115 mm 145 mm
Maksymalna \{yysokoéé probki 50 mm
(do obserwacji pod dowolnym katem)
Obiektyw Odlegtos¢ parafokalna 140 mm 75 mm 45 mm
Przystawka obiektywu Zintegrowana z obiektywem Dostepna
Powiekszenie catkowite (na 27-calowym monitorze) 23-1644x 49-6570x 26*4-8220x
Rzeczywiste pole widzenia 19 200-270 pm 9100-70 pm 17 100-50 pm
Adapter Adapter rozproszeniowy (opcja) Dostepny Niedostepny
Adapter eliminujacy odblaski (opcja) Dostepny Niedostgpny
Egzl‘éﬁ%"uka Liczba obiektywéw mozliwych do podiaczenia M;‘:]fe&rgivt:ﬁ: gpgéylzz‘yv‘v‘: rf)St Maks. 2 sztuki

Etui na obiektyw Miesci trzy przystawki obiektywu

*4 Catkowite powigkszenie w przypadku uzywania produktu MPLFLN1.25X

Stolik DSX10-RMTS DSX10-MTS U-SIC4R2
Stolik XY: zmotoryzowany / reczny Ruch zmotoryzowany (z funkcja obrotu) Ruch zmotoryzowany Ruch reczny
W trybie priorytetu dla ruchu liniowego:
100 mm x 100 mm
Zakresy ruchu XY W trybie priorytetu dia obrotu: 100 x 100 mm 100 x 105 mm
. 50 mm x 50 mm
Stolik
W trybie priorytetu dla ruchu liniowego: +20° .
Kat obrotu W trybie priorytetu dla obrotu: +90° Niedostepny
Wyswietlanie kata obrotu W graficznym interfejsie uzytkownika Niedostgpne
Maksymalne obciazenie 5 kg (11 funtéw) 1 kg (2,2 funta)
Rama DSX-UF DSX-TF Wyswietlacz 27-calowy pfaski wyswietlacz panelowy
Zakres ruchu w osi Z 50 mm (ruch reczny) Rozdzielczos¢ 1920 (pozioma) x 1080 (pionowa)
Obserwacja przy . o
pochyleniu Niedostepna +90
Wys’wietlanig kata Niedostepne W graficznym interfejsie uzytkownika
pochylenia
Metoda zmiany kata . Reczna, uchwyt do unieruchamiania i
pochylenia Niedostepna zwalniania

kacznie dla systemu System z rama pionowa System z rama pochylana

46,7 kg (103 funty)

Masa (rama, gtowica, stolik zmotoryzowany, wyswietlacz i konsola) 43,7 kg (96,3 funta)

Pobdér mocy 100-120 V/220-240 V, 1,1/0,54 A, 50/60 Hz




Rozwigzania dopasowane do potrzeb

Rozszerzone mozliwosci inspekciji

Dzieki swojej precyzji i tatwosci obstugi mikroskop cyfrowy DSX1000 jest wygodnym i wszechstronnym narzedziem do
przeprowadzania inspekcji przemystowych, natomiast mozliwos¢ dostosowania jego konfiguracji do konkretnych potrzeb zapewnia
jeszcze wiekszg elastycznosé. Inspekcije sg zrdznicowane, dlatego dostosowany do potrzeb mikroskop DSX1000 jest wyposazony w
funkcje wymagane dla roznych zastosowan i procedur.

Zaawansowane rozwigzanie

e Wieksze stoliki przystosowane do duzych i ciezkich prébek

e Wiecej przestrzeni na wysokie probki bez utraty jakosci obrazu
e Nowe tryby obserwaciji, m.in. z wykorzystaniem fluorescenciji
¢ A takze wiele innych mozliwosci dostosowania konfiguracji do indywidualnych potrzeb

Wiecej informacji na temat niestandardowych konfiguracji systemu DSX1000 mozna uzyskaé, kontaktujac sie z nami:

www.olympus-ims.com/contact-us
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* EVIDENT CORPORATION ma certyfikat 1SO14001.
* EVIDENT CORPORATION ma certyfikat ISO9001.

® Wszystkie nazwy przedsiebiorstw i produktéow sa
sa znakami towarowymi firmy Olympus C

flrze Z i znakami ymi i/lub znakami towarowymi odpowiednich wtascicieli. Olympus i logo Olympus
ub Jej 1.

° Para.mgtry dziatania i inne wartosci opisane w tresci tej broszury bazujg na wiedzy firmy Olympus wedfug stanu na pazdziernik 2021 roku i moga ulec zmianie bez
powiadomienia.

° G;vi'lrar.\cja doktadnosci, o ktérej mowa w tresci niniejszej broszury, zalezy od warunkéw ustalonych przez firme Olympus. Szczegétowe informacje zawiera Instrukcja
obstugi.

® Ekrany itoré ych iajg obrazy sy

® Mozliwe sg zmiany danych technicznych i wygladu i bez $niej i ienia. Zmiany takie nie rodza zadnych i A po stronie pt

EVIDENT

EVIDENT CORPORATION OLYMPUS

Shinjuku Monolith, 2-3-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 163-0910, Japan



